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Abstract (en)
[origin: US2024209857A1] The present invention relates to a pump, in particular a vacuum pump, comprising a pump-active component having a
coating, wherein the coating comprises an oxide layer, which is in particular formed by anodic oxidation in an acidic electrolyte and which has pores,
and a fluorine-free polymer-based and/or sol-gel-based sealing, and wherein the pores of the oxide layer are at least partly covered by the sealing
and/or impregnated with the sealing and/or filled with the sealing. The present invention further relates to a method of sealing a porous oxide layer.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine Pumpe, insbesondere Vakuumpumpe, umfassend eine pumpaktive Komponente mit einer Beschichtung,
wobei die Beschichtung eine, insbesondere durch anodische Oxidation in einem säurehaltigen Elektrolyten gebildete, Poren aufweisende
Oxidschicht sowie eine fluorfreie Polymer-basierte und/oder Sol-Gel-basierte Versiegelung umfasst, und wobei die Poren der Oxidschicht zumindest
teilweise von der Versiegelung bedeckt und/oder mit der Versiegelung imprägniert und/oder mit der Versiegelung gefüllt sind. Ferner betrifft die
vorliegende Erfindung ein Verfahren zum Versiegeln einer porösen Oxidschicht.
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